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超精密真空チャック

究極を極めた平坦加工技術と精密加工技術の
融合により、ウエハ吸着時の安定的な高精度
保持とウエハ裏面パーティクルおよびスクラッチ
の大幅な低減を可能としました。

【特長】

　　高精度：平面度0.2μm,L/F0.05μm以下
　　材質選択性：結晶化ガラス,SiC,導電性セラミックス 　
　　形状制御：ウエハの形状に応じたチャック形状
　　低パーティクル性：ポアフリ－、Double-Polishing

弊社推奨チャック材料研磨面比較（ＳＥＭ）

【用途】 【オプション】

　　ウエハ検査機用などの真空吸着式チャック 　　当社オリジナル洗浄技術との組合せで更なる
　　ウエハ加工用固定冶具 　　清浄化が可能になります。

　　当社オリジナル梱包箱使用による吸着面の
　　非接触搬送で洗浄後の清浄化状態を保てます。
　　ウエハ異物検査装置を用いての表面異物MAP
　　作成が可能です。
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ポアフリー材

Φ300ウエハ吸着後のレーザー干渉計測定参照データ

一般的なアルミナセラミックス

Challenge the next generation with ceramics!

この製品仕様及びカタログ値は参考であり、予告無く変更する事があります。
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